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１．概要（Summary） 

ナノ材料の構造と熱電変換性能を評価することを目指

している。そのためには、ナノ材料の構造を透過型電子

顕微鏡で観察すると同時に、熱電性能を評価することを

可能とする微細なデバイス構造を作製する必要がある。

本課題では、フォトリソグラフィー、電子線リソグラフィー、

RF スパッタを駆使することで、上記デバイス構造の作製

に取り組んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元 DC/RF スパッタ装置 

RF スパッタ成膜装置：絶縁体成膜用 

リアクティブイオンエッチング装置 

電子ビームリソグラフィー装置 

LED描画システム 

RF スパッタ装置 

【実験方法】 

表面に SiN薄膜が付いている厚み 200 μmのSi(100)

基板上に、フォトリソグラフィーでマイクロヒーターと電極パ

ッドと配線部のレジストパターンを作製する。次に Au を

100 nm スパッタ蒸着した後、リフトオフすることで、Au マ

イクロヒーターと電極パッドと配線を作製する。そして電子

線リソグラフィーでワイヤー状のレジストパターンを電極間

に作製し、評価対象となる材料を蒸着後にリフトオフする

ことで、電極間にワイヤー状のナノ材料を形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1に作製したデバイス構造を示す。マイクロヒー

ター用の配線・電極パッド４個と、電気伝導・熱起電圧測

定用の配線・電極パッド４個を、基板上に作製することが

できた。今後はさらに微細な構造を作製する予定である。 

 

Figure 1. A photograph of a microdevice for thermal 

property measurements of nanomaterials 
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